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WZORCOWANIE

AP 083

Dziatalno$¢ prowadzona | Wzorcowanie / Calibration:

| Activity conducted Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”
. L . 2.01 ci$nienie akustyczne (dzwiek w powietrzu)

w statej lokalizacji (S) ilub | 5 03 przyspieszenie drgan mechanicznych

poza nig (P) / at 3.01 pH

permanent location (S) 3.02 przewodno$é elektryczna wiasciwa (konduktometria)
and/or outside of 5.03 gestos¢ (ciata state)

permanent location (P) 6.01 diugosé

6.03 diugosc¢ (geometria powierzchni)

7.01 napiecie DC

7.02 prad DC

7.03 napiecie AC

7.04 prad AC

7.05 rezystancja DC

7.06 rezystancja AC

7.08 indukcyjnosc

7.09 pojemnos¢

10.01 czas (przedziat czasu)

10.02 czestotliwose

12.01 sita

13.01 twardos¢

15.01 masa (wagi)

15.02 masa (odwazniki i wzorce masy)

16.03 gestos¢ optyczna widmowego wspdlczynnika przepuszczania
17.01 cisnienie

Wersja strony/Page version: A

7 Numeracja wielko$ci mierzonych zgodna z podang w zalgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostgpnym na stronie

internetowej www.pca.gov.pl / The numgﬁw of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at Wéb %d'w ¥y pea.gov.pl

KIEROWNI

ALU AKREDYTACJI

Niniejszy dokumentjest zatqczmklem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 083 z dnia 10.01.2020 r.
Cykl akredytacji od 07.12.2021 r. do 18.01.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualno$é zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.p/

This document is an annex to accreditation certificate No AP 083 of 10.01.2020
Accreditation cycle from 07.12.2021 to 18.01.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p!
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 083

Laboratorium Masy i Dtugosci
ul. Mtodych Technikow 61/63, 53-647 Wroctaw

; . . . Niepewnos¢ Miejsce s
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC csiol Metoda pomiarowa
Dilugo$é
Plytki wzorcowe klasy 0 (0,5 + 100) mm J0,082 £ 1,222 pm S Procedura wewnetrzna
gdzieL wm PWIL1/02
w oparciu o
(125 + 500) mm 0,087 + 1,42L% pm, PN-EN SO 3650:2000
gdzie L wm
Piytki wzorcowe 1, 2 (0,5 + 100) mm J0,102 + 1,72L% ym Metoda poréwnawcza
gdzie Lwm za pomocg komparatora
{125 = 500) mm m - dwuczujnikowego
gdzie Lwm
Ptaskoréwnolegle plytki interferencyjne S Procedura wewnetrzna
- odchylenie diugosci $rodkowej od diugosci (0 +100) mm 1pm PWIL1/03
nominalnej
Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem plytek
wzorcowych oraz
optimetru
Suwmiarki (0 + 300) mm 0,04 mm S Procedura wewnetrzna
(300 + 500) mm 0,05 mm PWIL1/01
Gleboko$ciomierze suwmiarkowe (0 + 500) mm 0,06 mm S IW1-PW/L1/01
Wysokosciomierze suwmiarkowe (0 + 500) mm 0,05 mm S
(500 + 800) mm 0,06 mm Metoda
(800 + 1000) mm 0,07 mm bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Mikrometry zewngtrzne (0 + 75) mm 2pum S Procedura wewnetrzna
(75 + 100) mm 3pm PWI/L1/01
(100 + 200) mm 3 pym IW2-PW/L1/01
Mikrometry wewnetrzne (5+ 30) mm 2um [
(30 + 55) mm 2 pm Metoda
(50 + 100) mm 3pum bezposrednia
(100 + 150) mm 3 pm z zastosowaniem plytek
Mikrometry z wbudowanym czujnikiem (0 +75) mm 2 pm S wzorcowych
(75 + 100) mm 2pum
Giebokosciomierze mikrometryczne (0+75) mm 2 pm S
(75 + 150) mm 3 pym
Transametry (0 + 100) mm 2 pm S
Czujniki analogowe o wartosci dziatki (0 + 50) mm 6 pm S Procedura wewnetrzna
elementarnej 0,01 mm PWI/L1/01
Czujniki cyfrowe o rozdzielczo$ci 0,01 mm (0 + 50) mm 10 ym S IW3-PWIL1/01
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci 0,001 mm (0 + 50) mm 3 pm ]
Srednicéwki czujnikowe o wartosci dzialki (4 + 50) mm 7 pm S Metoda
elementarnej 0,01 mm (50 + 160) mm 7 pm bezposrednia
Srednicowki czujnikowe o wartosci dzialki (18 + 35) mm 2 pm S z zas;?jv(\:;;;mem
elementarnej 0,001 mm (35 + 60) mm 2pum i i
(50 + 150) mm 3 ym mikrometrycznej
Szczelinomierze (0,03 + 1,00) mm 0,8 pm S Procedura wewnetrzna
PWIL1/07
Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem plytek
wzorcowych oraz
optimetru
Przymiary sztywne (0+1)m 0,08 mm S Procedura wewnetrzna
Przymiary pétsztywne PWIL1/04
Przymiary wstegowe (0+5)m (0,08 + 0,01 L) mm S
Przymiary sztywne gdzieLwm Metoda poréwnawcza
Przymiary potsztywne z zastosowaniem
przymiaru sztywnego
lub pétsztywnego
Diugoséc (geometria powierzchni)
Ptaskie plytki interferencyjne o $rednicy do S Procedura wewnetrzna
100 mm PWIL1/03
- odchylenie od plasko$ci metoda trzech (0,00 + 0,20) pm 0,07 pm
(pow. pomiarowe) Metoda posrednia za
Ptaskoréwnolegte plytki interferencyjne pomocy plytek
- odchylenie od plaskosci metoda (0,00 + 0,20) pm 0,08 pm interferencyjnych
odniesieniowa
- odchylenie od réwnolegtosci (0,00 + 0,80) ym 0,1 pm
Sita
Maszyny wytrzymatosciowe do préb sitomierze kl. 0,5 P Procedura wewnetrzna
statycznych do sit rozciagajacych i sit 0,01 N + 500 kN 0,13 % PWIL1/15
$ciskajacych sitomierze kl. 1 w oparciu o
Urzadzenia technologiczne do sit (500 + 2000) kN 0,25 % PN-EN 1SO

rozciggajacych i sit ciskajacych

7500-1:2016-02

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 083

$ . . . Niepewnosé Miejsce :
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC iy Metoda pomiarowa
Twardo$é
Twardo$ciomierze Rockwella S,P Procedura wewnetrzna
- twardo$é (45 + 88) HRA 0,6 HRA PWIL1/16
(90 + 100) HRB 0,6 HRB
(20 = 70) HRC 0,6 HRC
- sita (98 + 1471} N 0,28 %
Masa (wagi)
Wagi nieautomatyczne mechaniczne do 220 g 510° % S,P Procedura wewnetrzna
Wagi nieautomatyczne elektroniczne powyzej 220 g do 12 kg 8,5:10* % PWIL112
powyzej 12 kg do 300 kg 5107 % w oparciu o
EURAMET cg-18 v.4.0
Masa (odwainiki i wzorce masy)
Wzorce masy klasy dokladnosci E:z 19 0,010 mg S Procedura wewnetrzna
2g 0,013 mg PWIL1/14
5g 0,016 mg w oparciu o
109 0,020 mg OIML R-111-1:2004
20g 0,026 mg Zatacznik C
50g 0,03 mg
100 g 0,05 mg
200 g 0,10 mg
500 g 0,25 mg
Wzorce masy klasy doktadnosci F4 1mg, 2 mg, 5 mg 0,006 mg S Procedura wewnetrzna
Odwazniki klasy dokladnosci F4 10 mg 0,008 mg PWI/L1/11
20 mg 0,010 mg w oparciu o
50 mg 0,013 mg OIML R-111-1:2004
100 mg 0,016 mg Zatacznik C
200 mg 0,020 mg
500 mg 0,026 mg
1g 0,033 mg
2g 0,040 mg
5¢g 0,053 mg
10g9 0,06 mg
20g 0,08 myg
50g 0,10mg
100 g 0,16 mg
200g 0,33 mg
500 g 0,8 mg
1kg 1,6 mg
2kg 3mg
5kg 8 mg
10 kg 16 mg
20 kg 33mg
50 kg 83 mg
Wzorce masy klasy doktadnosci F2 1mg, 2mg, 5mg 0,020 mg S Procedura wewnetrzna
Odwazniki klasy doktadnosci F 10 mg 0,026 mg PWIL1/11
20 mg 0,033 mg w oparciu o
50 mg 0,040 mg OIML R-111-1:2004
100 mg 0,053 mg Zalacznik C
200 mg 0,066 mg
500 mg 0,083 mg
19 0,100 mg
2g 0,133 mg
5g 0,166 mg
109 0,200 mg
20g 0,26 mg
50g 0,33 mg
1009 0,53 mg
200 g 1,0 mg
500 g 2,6 mg
1kg 53 mg
2kg 10 mg
5kg 26 mg
10 kg 53 mg
20 kg 100 mg
50 kg 266 mg
Wzorce masy klasy doktadnosci M4 1mg, 2mg, 5mg 0,066 mg S Procedura wewnetrzna
Odwazniki klasy doktadnosci My 10 mg 0,083 mg PWIL1/11
20 mg 0,10 mg w oparciu o
50 mg 0,13 mg OIML R-111-1:2004
100 mg 0,16 mg Zatacznik C
200 mg 0,20 mg
500 mg 0,26 mg
19 0,33 mg
2g 0,40 mg
5g 0,53 mg
109 0,66 mg
209 0,83 mg
509 1,0 mg
100 g 1,6 mg
200g 3mg
500 g 8 mg

Wersja strony: A

Wydanie nr 22, 29.11.2023 str. 3/10




PCA

Zakres akredytacji Nr AP 083

Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnosé
pomiaru dla CMC

Miejsce ;
dziat Metoda pomiarowa

Wzorce masy klasy doktadnosci M. 1kg 16 mg S Procedura wewnetrzna
Odwazniki klasy doktadnosci My 2kg 33mg PWIL1/11
5kg 83 mg w oparciu o
10 kg 166 mg OIML R-111-1:2004
20 kg 333 mg Zatacznik C
50 kg 833 mg
Wzorce masy 25 kg 25 kg 416 mg S Procedura wewnetrzna
PW/L1/11
w oparciu o
OIML R-111-1:2004
Zalacznik C
Obciazniki od 1 kg do 50 kg 1104 % S Procedura wewnetrzna
PWIL1/11
Gestoséc (ciata state)
Gestosciomierze zhozowe 1/4 L (180 + 220) 07 0,28 S Procedura wewnetrzna
Gestosciomierze zhozowe 1 L ' 9| (72:88) 9 ka/hL PWIL1/13
7 kg/hL 0,20
(720 + 880) g 209 kg/hL
Gestos¢ optyczna widmowego wspolczynnika przepuszczania
Spektrofotometry S, P Procedura wewnetrzna
- gestos¢ optyczna widmowego wspdétczynnika zakres widmowy PWI/L1/10
przepuszczania (400 + 800) nm
0,10 =+ 0,20 0,0042
0,20 + 0,40 0,0045
0,40 + 0,66 0,0054
0,66 + 1,00 0,0064
Filtry ciekte:
diugosci fali: 235 nm,
257 nm, 313 nm, 350 nm
PDC Blank 0 mg/l
0,0365 0,0044
0,0387 0,0044
0,0444 0,0045
0,0500 0,0045
PDC 20 mg/l
0,2482 0,0050
0,1359 0,0048
0,3288 0,0052
0,2963 0,0051
PDC 40 mg/l
0,4555 0,0057
0,2273 0,0053
0,6082 0,0060
0,5360 0,0058
PDC 60 mgl/l
0,6710 0,0064
0,3245 0,0058
0,8997 0,0069
0,7861 0,0067
PDC 80 mgl/l
0,8852 0,0073
0,4219 0,0066
1,1899 0,0079
1,0366 0,0076
PDC 100 mg/l
1,0970 0,0092
0,5169 0,0083
1,4815 0,0098
1,2864 0,0095
- diugosé fali (400 + 800) nm 0,18 nm

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udziatu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewnosc pomiaru dla CMC wyrazona
jest w jednostkach wielkosci mierzonej.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 083

Laboratorium Przeplywow
ul. Mtodych Technikéw 61/63, 53-647 Wroctaw

. . . . Niepewnos$é Miejsce )
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Cisnienie
Ci$nieniomierze sprezynowe (-0,1+ 0,1) MPa 2:10° MPa S Procedura wewnetrzna
Cisnieniomierze elektroniczne (0,1 +0,4) MPa 1-104 MPa PWIL2/01
- ci$nienie wzgledne - podciénienie (0,4 + 1) MPa 2:10 MPa IW1- PW/L2/01
i nadci$nienie (1+2,5)MPa 6-104 MPa IW2- PW/L2/01
(2,5 = 5) MPa 1-10* MPa IW4- PWIL2/01
(5+ 6) MPa 2:10° MPa IW5- PWIL2/01
(10 = 22) MPa 1-102 MPa
(22 + 50) MPa 2102 MPa
(50 + 60) MPa 3-102 MPa
Cisnieniomierze sprezynowe (920 + 1080) hPa 0,2 hPa S
Cisnieniomierze elektroniczne (barometry)
- ci$nienie absolutne (bezwzgledne)

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia

ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzonej.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 083

Laboratorium Elektrycznosci
ul. Mtodych Technikow 61/63, 53-647 \Wroctaw

i : : . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC cziat, Metoda pomiarowa
Cisnienie akustyczne (diwiek w powietrzu)
Kalibratory akustyczne S Procedura wewnetrzna
- poziom ci$nienia akustycznego (90 + 120) dB 0,10 dB PWI/L3/13
w odniesieniu do 20 pPa w oparciu o
czestotliwos¢ nominalna: PN-EN 60942:2005
1 kHz
Mierniki poziomu dzwigku S Procedura wewnetrzna
- odpowiedz miernika poziomu dzwig¢ku na 90 dB + 130 dB 0,2dB PWI/L3/14
sygnat z kalibratora akustycznego w odniesieniu do 20 pPa PWIL3/21
w oparciu o
PN-EN 60651:2002
PN-EN 60804:2002
PN-EN 61672-1:2005
PN-EN 61672-3:2007
- odpowiedZ miernika poziomu dzwigku na od 0 dB do 140 dB 0,2 dB PN-EN 60651:2002
elektryczne sygnaty pomiarowe w odniesieniu do 20 pPa, PN-EN 60804:2002
zakres czestotliwosci PN-EN 61672-1:2005
20 Hz + 20 kHz PN-EN 61672-3:2007
- charakterystyka czestotliwosciowa miernika zakres czestotliwosci PN-EN 60651:2002
poziomu dizwigku w polu swobodnym 20 Hz + 1 kHz 0,2dB PN-EN 60804:2002
2 kHz + 8 kHz 0,3dB
dla 16 kHz 0,5dB
dla 20 kHz 0,6 dB
czestotliwosci: PN-EN 61672-1:2005
125 Hz, 1 kHz 0,2dB PN-EN 61672-3:2007
4 kHz, 8 kHz 0,3dB
Przyspieszenie drgan mechanicznych
Kalibratory drgar mechanicznych wartos¢ przyspieszenia S Procedura wewnetrzna
- przyspieszenie drgar mechanicznych skuteczna: PWIL3/04
1,0 ms? 1,3 %
czestotliwo$é nominalna:
15,92 Hz
warto$¢ przyspieszenia
skuteczna lub szczytowa:
3,16 ms2 1,2%
7,07 ms+? 1,2%
10 ms2 1.2%
czgstotliwosci nominalne:
79,6 Hz
159,2 Hz
PH
Pehametry 0+14 0,003 S Procedura wewnetrzna
-pH (-2300 + 2300) mV 0,2 mv PW/L3/10
- napiecie state Metoda elektryczna
Przewodno$¢ elektryczna wtasciwa (konduktometria)
Konduktometry (0,0001 + 2) mS/icm 0,2 % S Procedura wewnegtrzna
- przewodnos¢ elektryczna wlasciwa (2 + 500) mS/cm 0,2 % PWIL3/11
Metoda elektryczna
Napigcie DC
Multimetry (0,1 + 20) mV 0,033 % S Procedura wewnetrzna
Mierniki napigcia cyfrowe (20 + 200) mV 0,004 % PWIL3/07
200mv+2V 0,00089 %
(2+20)V 0,00039 %
(20 + 200) V 0,00064 %
(200 + 1000) V 0,00095 %
Kalibratory (10 + 200) mV 0,00075 % S Procedura wewnetrzna
200mV =20V 0,00046 % PWIL3/05
(20 + 200) V 0,00069 %
(200 + 1000) V 0,00078 %
Prad DC
Multimetry (10 + 200) pA 0,013 % S Procedura wewnetrzna
Mierniki pradu cyfrowe (0,2 + 200) mA 0,0053 % PWIL3/07
(0,2+2)A 0,013 %
(2+10) A 0,043 %

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 083

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC Aol Metoda pomiarowa
Kalibratory (10 + 200) pA 0,0093 % ] Procedura wewnetrzna
(0,2+ 2) mA 0,034 % PWIL3/05
(2+20) mA 0,0036 %
(20 + 200) mA 0,0066 %
(0,2+2)A 0,021 %
(2+10) A 0,057 %
Napiecie AC
Multimetry 10 Hz S Procedura wewnetrzna
Mierniki napiecia cyfrowe (10 + 200) mV 0,039 % PWIL3/07
(0,2+2)V 0,032 %
(2=20)V 0,033 %
(10 = 40) Hz
(10 + 200) mV 0,021 %
(0,2+2)V 0,015 %
(2+20)V 0,016 %
(40 + 300) Hz
200 uV + 2 mV 0,43 %
(2+20) mV 0,052 %
(20 + 200) mV 0,016 %
200mV=+2V 0,009 %
(2+20)V 0,0073 %
(20 = 200) V 0,0085 %
(200 + 1000) V 0,019 %
300 Hz =+ 10 kHz
200 pV +2mv 0,36 %
(2+20) mV 0,045 %
(20 + 200) mVv 0,014 %
200mV+2V 0,0077 %
2+20)V 0,0055 %
(20 + 200) V 0,0066 %
(200 + 1000) V 0,015 %
10 kHz + 30 kHz
200 puV = 2 mV 0,36 %
(2+20) mV 0,046 %
(20 + 200) mV 0,016 %
200mvV+2V 0,0077 %
(2+20)V 0,0055 %
(20 + 200) V 0,0084 %
(200 + 1000) V 0,020 %
(30 + 100) kHz
200 pV + 2 mV 0,45 %
(2+20) mv 0,072 %
(20+ 200) mV 0,042 %
200mV =20V 0,011 %
(20 + 200) V 0,016 %
(200 + 1000) V 0,026 %
(100 + 330) kHz
200 pV = 2 mV 0,78 %
(2+20)mV 0,19 %
(20 + 200) mV 0,13 %
200mV+2V 0,036 %
(2+20)V 0,035 %
(20 + 200) V 0,053 %
300 kHz + 1 MHz
200 pvV + 2 mV 0,0023 - Wy, + 0,024 mV
(2 +20) mV 0,4 %
(20 + 200) mV 03%
200mvV=+20V 0,2 %
gdzie Wum — wartosé
wielkosci mierzonej
Kalibratory 0,038 % dla 10 Hz S Procedura wewnetrzna
(20 + 200) mV 0,021 % dla (10 + PWIL3/05
40) Hz
(40 + 100) Hz
(10 + 200) mV 0,018 %
200 mV + 200V 0,011 %
(200 + 1000) V 0,015 %
(100 + 2000) Hz
(10 + 200) mV 0,017 %
200 mV + 200 V 0,01 %
(200 + 1000) V 0,015 %

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 083

. . ; ; Niepewnosé Miejsce ;
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat Metoda pomiarowa
Kalibratory (2+ 10) kHz S Procedura wewnetrzna
(10 + 200) mV 0,00014 - Wym + 0,004 mV PWIL3/05
200 mV = 200 V 0,012 %
(200 = 1000) V 0,013 %
gdzie Wwm — warto$¢
wielko$ci mierzonej
(10 + 30) kHz
(10 + 200) mV 0,00034 + Wym + 0,008 mV
200 mV + 200 V 0,024 %
200V +1000V 0,026 %
gdzie Wum — wartos¢
wielkos$ci mierzonej
(30 + 100) kHz
(20 + 200) mV 0,00077 - Wum + 0,02
mV
200 mV + 200 V 0,067 %
(200 = 1000) V 0,077 %
gdzie Wum = wartosé
wielko$ci mierzonej
{100 + 300) kHz
200 mV + 200 V 0,4 %
300 kHz + 1 MHz
200 mV + 200 V 2,0%
Prad AC
Multimetry 10 Hz + 1 kHz S Procedura wewnetrzna
Mierniki pradu cyfrowe (10 + 200) pA 0,026 % PW/L3/07
(0,2 + 200) mA 0,019 %
0,2+2)A 0,042 %
(2+10) A 0,061 %
(1+5) kHz
(10 = 200) pA 0,045 %
(0,2 + 200) mA 0,030 %
(0,2+2)A 0,062 %
(2+10) A 0,12 %
Kalibratory 50 Hz + 2 kHz S Procedura wewnetrzna
(10 = 200) pA 0,061 % PWIL3/05
(0,2 + 200) mA 0,041 %
(0,2+2) A 0,073 %
(2+10) A 01%
(2 +5) kHz
(10 + 200) pA 0,0003 - :‘VAwm + 0,02
(0,2 + 200) mA 0,039 %
(0,2+2)A 0,083 %
(2+10) A 0,26 %
gdzie Wum — wartosé
wielkosci mierzonej
Rezystancja DC
Multimetry (0,1+1)Q 0,014 % S Procedura wewnetrzna
Mierniki rezystancji cyfrowe (1+10)Q 0,0030 % PWIL3/07
10Q + 10 kQ 0,0011 %
(10 + 100) kQ 0,0014 %
100 kQ2 + 1 MQ 0,0032 %
(1+10) MQ 0,0063 %
(10 + 100) MQ 0,022 %
Kalibratory 1+2)Q 0,0021 % S Procedura wewnetrzna
(2+20)Q 0,0014 % PWIL3/05
20Q + 200 kQ 0,0011 %
200 kQ + 2 MQ 0,0019 %
(2 + 20) MQ 0,0047 %
(20 + 200) MQ 0,075
100 MQ 0,016 %
(0,2+1) GQ 0,55 %
Rezystancja AC
Mostki 1 kHz S Procedura wewnetrzna
Mierniki rezystancji cyfrowe 10+ 100 kQ 0,0003 - W, + 2 mQ PWIL3/01

gdzie Wum = wartosc

wielkosci mierzonej

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AP 083

Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnosé
pomiaru dla CMC

Metoda pomiarowa

Indukcyjnos$é
Cewki wzorcowe regulowane 1 kHz Procedura wewnetrzna
Cewki wzorcowe stale 1pH 52 % PWI/L3/01
Mostki . . 2 uH 2.5 % PW/L3/06
Mierniki indukcyjnosci 3 uH 2,0 %
5uH 1,6 %
10 pH 0,52 %
20 uH 0,26 %
30 uH 0,22 %
50 pH 0,17 %
100 pH 011%
200 pH 0,10 %
300 pH 0,08 %
500 pH 0,06 %
1mH 0,05%
2mH 0,05 %
3mH 0,05 %
5mH 0,04 %
10 mH 0,04 %
20 mH 0,04 %
30 mH 0,04 %
50 mH 0,04 %
100 mH 0,04 %
200 mH 0,04 %
300 mH 0,04 %
500 mH 0,04 %
1H 0,04 %
2H 0,12 %
5H 0,12 %
10H 0,12 %
Pojemnosé¢
Kondensatory wzorcowe regulowane 1 kHz Procedura wewnetrzna
Kondensatory wzorcowe state 10 pF, 100 pF, 500 pF 0,007 % PWI/L3/01
Mostki 1000 pF,5000 pF, 10000pF PW/L3/06
Mierniki pojemnosci (0,1+10) pF 0,03 %
10 pF * 0,1 pF 0,012 %
(0,1+1) uF 0,012 %
(1+10) uF 0,03 %
(10 + 100) uF 0,05 %
Czas (przedzial czasu)
Mierniki okresu (czgstosciomierze- 01pus+1s (3-10°Hz.T+1,9-109 T Procedura wewnetrzna

czasomierze)

T-okres,
sktadniki 3105 Hz
tylko dla przebiegow
sinusoidalnych
Usk21 V, czas otwarcia
bramki 210 T

PWI/L3/18

Czestotliwosé

Generatory kwarcowe

10 Hz + 225 MHz

310°Hz + 1,9-10°f
f - czestotliwosé
sktadniki 3-105Hz
tylko dla przebiegéw
sinusoidalnych
Usk21 V, czas otwarcia
bramki 210 T

Procedura wewnetrzna
PWIL3/19

Mierniki czgstotliwosci cyfrowe

1 Hz + 80 MHz

3:10°Hz + 1,9-10°f
f - czestotliwosé
sktadniki 3-10-Hz
tylko dla przebiegow
sinusoidalnych
Usk21 V, czas otwarcia
bramki 210 T

Procedura wewnetrzna
PW/L3/18

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Warto§¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udziatu w wartoéci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewno$é pomiaru dla CMC wyrazona
jest w jednostkach wielkosci mierzonej.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 083

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 083

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

041004

dnia: 29.11.2023 r.
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